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2．使用顕微鏡  

2・1 

三次元表面構造解析顕微鏡は、Fig．1に示  

す走査型白色光干渉掛こよる動作原理であ  

る。これは、参照光と測定光の光路差が波長  

の整数倍になる時、位相が重なり干渉縞が生  

じる。この干渉縞を利用して試料を測定する。  

1．緒言   

加工技術が高精度化し、それに伴い表面テ  

クスチャの微細化が進んできていろ。そして、  

表面テクスチャを測定・評価する顕微鏡も多  

種多様になっている。その例として、三次元  

表面構造解析顕微鏡や走査電子顕微鏡、走査  

型プローブ顕微鏡、デジタル顕微鏡、電子顕  

微鏡があり、それぞれ測定原理が異なってい  

る。それにより測定手掛こよる特性により測  

定結果が異なる問題がある。   

そこで本研究では三次元表面構造解析顕  

微鏡と測定原理の異なる走査型プローブ顕  

微鏡を用いて表面テクスチャの測克、評価を  

行い、より正確な計測方法を探すことを目的  

としている。  Fig．1走査型白色干渉法の動作原理   
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測定はzygo社のNewView5032を使用する。  

この顕微鏡は最大深度150〟m、解像度0．1皿m、  

RHS再現性0．4mm、段差測定正確性0．75％未  

満である。  

2．2 走査型ブローフ顕微鏡   

走査型プローブ顕微鏡は、プローブを操作  

することで像を得る顕微鏡の総称である。  

mg．2に動作原理の光てこ方式を示す1）。  

これは、探針と試料の間に作用する物理的現  

象をカンチレバーのたわみから検出する方  

法で、レーザー光をカンチレバーの先端に反  

射させ、4分割光センサにあてることで、像  

を得る方法である。  

ピッチ角5〟m、表面処理にPtコートが施  

されている。Fig．3に測定試料を示す。三  

次元表面構造解析顕微鏡および走査型プロ  

ーブ顕微鏡で同一領域の測定が望ましいが、  

椚g．3に見られるように格子構造をしてい  

ることから測定領域内に複数の格子が収ま  

れば、同一位置でなくともよいとする。  

Fig．3 測定試料   

Fig．4に三次元表面構造解析顕微鏡と走  

査型プローブ顕微鏡による測定結果を示す。  

両測定結果とも試料の段差は公称値の100n皿  

に近い。  

Fig．4 テクスチャ測定結果  

測定   NewView  SRA－300HV  

計器   5032   

溝  101．43nm  

深  100．94nm  

さ   100．14nm  

4回目  1plnm   lOO・92nm  

5回目  1P2nm   叩1・85nm  

平均   1plnm   101．06nm  

誤差   0 1．01％  

椚g．2 光てこ法式の動作原理   

測定はSII社のSPA－300HVを使用する。こ  

の顕微鏡は分解能面内0．3n皿、垂直0．1n皿、  

走査範囲25〃mX25〟m、最大測定試料サ  

イズ25m皿×25mmx5mmである。   

今回はDFHを使用して測定を行う。DFHは  

カンチレバーを共振させ、試料表面との引力  

や斥力を検出して、表面形状を測定すること  

ができるため、凹凸の大きいものに対応でき  

る。カンチレバーの針として f＝404kHz、  

C＝62N／皿のSトDF40を使用した。  

Fig．5に三次元表面構造解析顕微鏡によ  

って測定したものを示す。規則的な格子面が  

確認できるが、Fig．6の凹部断面図では凹  

部の端が直角になっておらずなだらかな丸  

みを帯びている。その原因として測定光が凹  

部の隅まで行き届かなかったことが原因と  

して考えられる。   

3．テクスチャ測走  

測定試料片はVLSI社のレファレンスサン  

プルを使用する。これは公称で段差100n皿、  
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椚g．8 走査型ブロープ顕微鏡測定結果  

（断面図）  

椚g．5 三次元表面構造解析顕微鏡測定  

結果（全体）  

4． 結言   

4．1 結論   

三次元表面構造解析顕微鏡と走査型プロ  

ーブ顕微鏡で測定し、以下の結論を得た。  

（1）走査型プローブ顕微鏡と比べて三次元  

表面構造解析顕微鏡では凹部の隅が  

正確に測定できない。  

（2）三次元表面構造解析顕微鏡と比べて走  

査型プローブ顕微鏡では凹部の底が  

歪んでいる。  

4．2 今後の課題  

（1）三次元表面構造解析顕微鏡で凹部の隅  

まで測定できる方法を検証する。  

（2）走査型プローブ顕微鏡でAFMでも同  

様に測定を行い比較する。  

Fig．6 三次元表面構造解析顕微鏡測定  

結果（断面図）   

Fig．7に走査型プローブ顕微鏡によって  

測定したものを示す。また図7には1次傾き  

補正を施してある。こちらも規則的な格子面  

が確認できるがFig．8の凹部断面図を見る  

と、三次元表面構造解析顕微鏡と比べ凹部の  

底にひずみが生じてある。その原因としてチ  

ューブ型スキャナの首振り運動により走査  

しているため、わずかに円弧をかいて走査が  

行われることが原因として考えられる。  
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Fig．7 走査型プローブ顕微鏡測定結果  

（全体）  
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